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　　犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿：ＴｈｅＮａｔｉｏｎａｌＨｉｇｈｔｅｃｈＲｅｓｅａｒｃｈａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＰｒｏｇｒａｍｏｆＣｈｉｎａ（Ｎｏ．Ｏ８６６３ＮＪ０９０），ｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌＰｒｏｇｒａｍｏｎＫｅｙ

ＢａｓｉｃＲｅｓｅａｒｃｈＰｒｏｊｅｃｔｓｏｆＣｈｉｎａ（Ｎｏ．２０１１ＣＢ０１３２００５），ｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ（Ｎｏ．６１０３６０１５）

犉犻狉狊狋犪狌狋犺狅狉：ＺＨＥＮＧＬｉｇｏｎｇ（１９６９－），ｍａｌｅ，ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，Ｐｈ．Ｄ．ｄｅｇｒｅｅ，ｍａｉｎｌｙｆｏｃｕｓｅｓｏｎｕｌｔｒａｐｒｅｃｉｓｅｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎａｎｄｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆ

ｏｐｔｉｃｓ．Ｅｍａｉｌ：ｚｈｅｎｇｌｇ＠ｃｉｏｍｐ．ａｃ．ｃｎ

犆狅狉狉犲狊狆狅狀犱犻狀犵犪狌狋犺狅狉：ＷＮＡＧ Ｘｉａｏｋｕｎ（１９８０－），ｍａｌｅ，ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，Ｐｈ．Ｄ．ｄｅｇｒｅｅ，ｍａｉｎｌｙｆｏｃｕｓｅｓｏｎｕｌｔｒａｐｒｅｃｉｓｅｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎａｎｄ

ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆｏｐｔｉｃｓ．Ｅｍａｉｌ：ｊｉｍｗｘｋ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

犚犲犮犲犻狏犲犱：Ｊａｎ．１３，２０１６；犃犮犮犲狆狋犲犱：Ｍａｒ．１５，２０１６

犺狋狋狆：∥狑狑狑．狆犺狅狋狅狀．犪犮．犮狀

犱狅犻：１０．３７８８／ｇｚｘｂ２０１６４５０７．０７２２００１
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：１００４４２１３（２０１６）０７０７２２００１６

犉犪犫狉犻犮犪狋犻狀犵犪狀犱犜犲狊狋犻狀犵狅犳狋犺犲犔犪狉犵犲犗犳犳犪狓犻狊犆狅狀狏犲狓犃狊狆犺犲狉犻犮犛狌狉犳犪犮犲

ＺＨＥＮＧＬｉｇｏｎｇ，ＷＡＮＧＸｉａｏｋｕｎ，ＸＵＥＤｏｎｇｌｉｎ，ＬＩＲｕｉｇａｎｇ，ＺＨＡＮＧＦｅｎｇ，

ＺＨＡＮＧＺｈｏｎｇｙｕ，ＺＨＡＮＧＸｕｅｊｕｎ
（犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅犳犗狆狋犻犮犪犾犛狔狊狋犲犿犃犱狏犪狀犮犲犱犕犪狀狌犳犪犮狋狌狉犻狀犵犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，犆犺犪狀犵犮犺狌狀犐狀狊狋犻狋狌狋犲狅犳犗狆狋犻犮狊，

犉犻狀犲犕犲犮犺犪狀犻犮狊犪狀犱犘犺狔狊犻犮狊，犆犺犻狀犲狊犲犃犮犪犱犲犿狔狅犳犛犮犻犲狀犮犲狊，犆犺犪狀犵犮犺狌狀１３００３３，犆犺犻狀犪）

犃犫狊狋狉犪犮狋：Ｔｈｅｔｅｓｔｉｎｇｍｅｔｈｏｄｃｏｍｂｉｎｉｎｇｓｙｓｔｅｍｉｃｗａｖｅａｂｅｒｒａｔｉｏｎｔｅｓｔｉｎｇｗｉｔｈｓｕｂａｐｅｒｔｕｒｅｓｔｉｔｃｈｉｎｇ

ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｙｗａｓｐｒｏｐｏｓｅｄｆｏｒｍｅａｓｕｒｉｎｇｌａｒｇｅｏｆｆａｘｉｓｃｏｎｖｅｘａｓｐｈｅｒｉｃｍｉｒｒｏｒ．Ｔｈｅｂａｓｉｃｐｒｉｎｃｉｐｌｅａｎｄ

ｐｒｏｃｅｓｓｏｆｔｈｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｗｅｒｅａｎａｌｙｚｅｄａｎｄｒｅｓｅａｒｃｈｅｄ，ａｎｄｔｈｅｓｔｉｔｃｈｉｎｇｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌｍｏｄｅｌｗａｓ

ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ．Ｗｈｅｎｔｈｅｌａｒｇｅｃｏｎｖｅｘｓｕｒｆａｃｅｉｓｐｏｌｉｓｈｅｄｖｅｒｙｗｅｌｌａｎｄｔｈｅｐｒｉｍａｒｙｍｉｒｒｏｒａｎｄｔｅｒｔｉａｒｙ

ｍｉｒｒｏｒｏｆｔｈｅｏｐｔｉｃａｌｓｙｓｔｅｍ ａｒｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄｂｙｃｏｍｐｕｔｅｒｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄｏｐｔｉｃａｌｓｕｒｆａｃｉｎｇａｎｄ ｍａｇｎｅｔｏ

ｒｈｅｏｌｏｇｉｃａｌｆｉｎｉｓｈｉｎｇ，ｔｈｅｔｈｒｅｅｍｉｒｒｏｒａｓｔｉｇｍａｔｉｓｍｓｙｓｔｅｍｃａｎｂｅａｌｉｇｎｅｄａｎｄａｄｊｕｓｔｅｄ．Ｔｈｅｗａｖｅ

ａｂｅｒｒａｔｉｏｎｏｆｅａｃｈｆｉｅｌｄｃａｎｂｅｔｅｓｔｅｄｂｙａｌｉｇｎｉｎｇａｎｄｃａｌｉｂｒａｔｉｎｇｔｈｅｏｐｔｉｃａｌｓｙｓｔｅｍｓｕｃｃｅｓｓｉｖｅｌｙ，ａｎｄｔｈｅ

ｐｈａｓｅｍａｐｏｆｔｈｅｗｈｏｌｅａｐｅｒｔｕｒｅｃａｎｂｅｃａｌｃｕｌａｔｅｄｂｙｔｈｅｓｙｎｔｈｅｔｉｃａｌｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｓｔｉｔｃｈｉｎｇａｌｇｏｒｉｔｈｍａｎｄ

ｉｎｔｅｒｐｏｌａｔｉｏｎ．Ｗｉｔｈｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｅｘａｍｐｌｅｓ，ａｔｈｒｅｅｍｉｒｒｏｒａｓｔｉｇｍａｔｉｓｍｏｐｔｉｃａｌｓｙｓｔｅｍｗｉｔｈａｌａｒｇｅｃｏｎｖｅｘ

ａｓｐｈｅｒｉｃｍｉｒｒｏｒｗｉｔｈｔｈｅａｐｅｒｔｕｒｅｏｆ２９２ｍｍ×１８３ｍｍｗａｓｆａｂｒｉｃａｔｅｄａｎｄｔｅｓｔｅｄｂｙｔｈｅｍｅｔｈｏｄ．Ａｔｌａｓｔ，

ｔｈｅｒｏｏｔｍｅａｎｓｑｕａｒｅｏｆｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｅｒｒｏｒｉｓ０．０１７λ（λ＝６３２．８ｎｍ）．

犓犲狔狑狅狉犱狊：Ｏｐｔｉｃａｌｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎ；Ｏｐｔｉｃａｌｔｅｓｔｉｎｇ；Ｃｏｎｖｅｘａｓｐｈｅｒｅ；ＣｏｍｐｕｔｅｒＣｏｎｔｒｏｌｌｅｄＯｐｔｉｃａｌＳｕｒｆａｃｉｎｇ
（ＣＣＯＳ）；ＭａｇｎｅｔｏＲｈｅｏｌｏｇｉｃａｌＦｉｎｉｓｈｉｎｇ（ＭＲＦ）；ＳｕｂａｐｅｒｔｕｒｅＳｔｉｔｃｈｉｎｇＩｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｙ（ＳＳＩ）

犗犆犐犛犆狅犱犲狊：２２０．４６１０；１２０．４６１０；１２０．２８８０；１２０．６６５０

０　犐狀狋狉狅犱狌犮狋犻狅狀

Ａｓｐｈｅｒｉｃａｌ ｓｕｒｆａｃｅｓ ｃａｎ ｂａｌａｎｃｅ ａｎｄ ｃｏｒｒｅｃｔ

ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｏｐｔｉｃａｌｓｙｓｔｅｍ，ｉｍｐｒｏｖｅ ｔｈｅｉｍａｇｅ

ｑｕａｌｉｔｙ，ｂｏｏｓｔｔｈｅｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅａｎｄｒｅｄｕｃｅｔｈｅｗｅｉｇｈｔ

ａｎｄｃｏｍｐｌｅｘｉｔｙ ｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍ ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，
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ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ａｓｐｈｅｒｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓａｒｅｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｌｙｕｓｅｄｉｎ

ｄｅｅｐ ｓｐａｃｅ ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ， ｐｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｉｃ ｔｒａｃｋｉｎｇ，

ａｓｔｒｏｎｏｍｉｃａｌ ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ， ａｎｄ ｍａｎｙ ｏｔｈｅｒ

ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｄｅｖｉｃｅｓ
［１３］
．

Ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｉｎｔｈｅｆｉｅｌｄｏｆｓｐａｃｅｏｐｔｉｃｓ，ｓｉｎｃｅｔｈｅ

ｏｆｆａｘｉｓＴｈｒｅｅＭｉｒｒｏｒＡｓｔｉｇｍａｔｉｓｍ（ＴＭＡ）ｓｙｓｔｅｍｈａｓ

ｍａｎｙａｄｖａｎｔａｇｅｓ，ｓｕｃｈａｓｌｅｓｓｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ，ｌｏｎｇｆｏｃａｌ

ｌｅｎｇｔｈ，ｗｉｄｅｆｉｅｌｄ，ｗｉｄｅｂａｎｄａｎｄｈｉｇｈ ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ

ｔｒａｎｓｆｅｒｆｕｎｃｔｉｏｎ，ｌａｒｇｅｒａｓｐｈｅｒｉｃｓｕｒｆａｃｅｈａｓｂｅｅｎ

ｗｉｄｅｌｙｕｓｅｄｉｎｓｐａｃｅｒｅｍｏｔｅｓｅｎｓｉｎｇ
［４６］
．

ＴｈｅｓｅｃｏｎｄｍｉｒｒｏｒｏｆｔｈｅＴＭＡｓｙｓｔｅｍｉｓａｃｏｎｖｅｘ

ａｓｐｈｅｒｉｃｍｉｒｒｏｒ，ｓｏｍｅｔｉｍｅｓｉｔｉｓａｎｏｆｆａｘｉｓｃｏｎｖｅｘ

ａｓｐｈｅｒｉｃ ｓｕｒｆａｃｅ． Ｔｈｅｒｅ ａｒｅ ｍａｎｙ ｄｉｆｆｉｃｕｌｔｉｅｓ ｉｎ

ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇｏｆｌａｒｇｅｃｏｎｖｅｘａｓｐｈｅｒｉｃｍｉｒｒｏｒ．

ＴｈｅＣｏｍｐｕｔｅｒＣｏｎｔｒｏｌｌｅｄＯｐｔｉｃａｌＳｕｒｆａｃｉｎｇ（ＣＣＯＳ）

ｍｅｔｈｏｄｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅ ｍｏｓｔｃｏｍｍｏｎ ｍｅｔｈｏｄｓｆｏｒ

ｆａｂｒｉｃａｔｉｎｇａｓｐｈｅｒｅ
［７８］
．Ｂｕｔｆｏｒｌａｒｇｅ ｍｉｒｒｏｒ，ｔｈｅ

ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙｏｆＣＣＯＳｉｓｌｏｗ，ａｎｄｉｔｉｓｖｅｒｙｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏ

ｃｏｎｔｒｏｌｔｈｅｅｄｇｅｅｆｆｅｃｔｏｆｔｈｅｓｕｒｆａｃｅ．Ｔｈｅｃｌａｓｓｉｃｔｅｓｔ

ｍｅｔｈｏｄｏｆｃｏｎｖｅｘａｓｐｈｅｒｅｉｓｂｙｍｅａｎｓｏｆｔｈｅｌａｒｇｅ

Ｈｉｎｄｌｅｓｐｈｅｒｅ，ｂｕｔｆｏｒｌａｒｇｅｏｆｆａｘｉｓｃｏｎｖｅｘａｓｐｈｅｒｉｃ

ｓｕｒｆａｃｅｔｅｓｔｉｎｇ，ｔｈｅＨｉｎｄｌｅｓｐｈｅｒｅｈａｓｓｅｖｅｒａｌｔｉｍｅｓｔｈｅ

ｓｉｚｅｏｆｔｈｅｔｅｓｔｅｄ ｍｉｒｒｏｒ，ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇｌａｒｇｅａｎｄ

ｐｒｅｃｉｓｅＨｉｎｄｌｅｓｐｈｅｒｅｉｓｖｅｒｙｄｉｆｆｉｃｕｌｔａｎｄｅｘｐｅｎｓｉｖｅ，

ａｎｄｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｃｅｎｔｅｒｂｌｏｃｋ，ｔｈｅｃｅｎｔｒａｌａｒｅａｏｆｔｈｅ

ａｓｐｈｅｒｅｃａｎ’ｔｂｅｍｅａｓｕｒｅｄ．Ａｔｐｒｅｓｅｎｔ，ｔｈｅｉｍｐｒｏｖｅｄ

ｃｌａｓｓｉｃａｌＨｉｎｄｌｅｔｅｓｔｉｎｇ ｗｈｉｃｈｉｓｃａｌｌｅｄ Ｈｉｎｄｌｅｓｈｅｌｌ

ｍｅｔｈｏｄｃａｎｔｅｓｔｔｈｅｃｏｎｖｅｘａｓｐｈｅｒｉｃｓｕｒｆａｃｅｖｅｒｙｗｅｌｌ，

ｂｕｔｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎａｎｄｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅＨｉｎｄｌｅｓｈｅｌｌ

ｌｅｎｓａｒｅｖｅｒｙｄｉｆｆｉｃｕｌｔ
［９１１］
．

Ｕｓｉｎｇｎｕｌｌｌｅｎｓｏｒｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ ｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔ

ＣｏｍｐｕｔｅｒＧｅｎｅｒａｔｅｄＨｏｌｏｇｒａｍ （ＣＧＨ）ｃａｎｔｅｓｔｓｍａｌｌ

ｃｏｎｖｅｘａｓｐｈｅｒｉｃｓｕｒｆａｃｅｄｉｒｅｃｔｌｙ
［１２１４］

．Ｂｕｔｔｈｅｎｕｌｌ
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